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Informacje szczegdtowe

Cele przedmiotu

C1Nabycie wiedzy o technice pomiaréw skanerami pomiarowymi

C2 Zapoznanie sie z typami oraz budowa skaneréw optycznych. Zasady pomiaréw skanerami optycznymi. Zapoznanie sie

z technikami pomiarowymi oraz zasadami inzynierii odwrotnej oraz wykorzystania formatu STL do analizy skanowanych
obiektow.

uruchomienie,

C30panowaé umiejetnosci zwigzane z obstuga maszyny:

kalibracja glowicy maszyny w odniesieniu do plyty wzorcowej,
budowa strategii pomiarowej w odniesieniu do modelu CAD oraz badanego obiektu,
wyznaczenie ukitadu odniesienia badanego elementu w uktadzie wspétrzednych skanera oraz punktéw
referencyjnych,

pomiar wyznaczonych cech w odniesieniu do modelu CAD,
zastosowanie wynikow skanu obiektu badan do inzynierii odwrotnej,
wyznaczenie zmierzonych cech w raporcie pomiarowym.

Wymagania wstepne i 1. Znajomos$¢ budowy maszyny.
w zakresie wiedzy, umiejetnosci,

kompetencji spotecznych

2. Znajomos$¢ zastosowania inzynierii odwrotnej w budowie maszyn.
3. Znajomo$¢ zagadnien zwigzanych z pomiarami optycznymi 3D
4. Umiejetno$¢ analizy elementow przestrzennych

Efekty uczenia sie w zakresie wiedzy, umiejetnosci oraz kompetencji spotecznych

Efekty uczenia Po realizowaniu przedmiotu Odniesienie Odniesienie
sie i potwierdzeniu osiagniecia efektéw uczenia sie do celéow | do efektéw uczenia sie
student przedmiotu dla programu
EU1 Przeprowadzi¢ uruchomienie maszyny oraz K_ W01, K_W08, K_Wa09,
przygotowanie jej do pracy - pomiaréw C1 K W12
Przeprowadzi¢ kalibracje gtowicy skanera optycznego w
EU2 odniesieniu do ptyty wzorcowej K_W01, K W12, K_W02,
c2 K _U14, K_U08, K_U09,
K U16. K U23
Przygotowanie badanego obiektu do badan:
e wyznaczanie punktow referencyjnych badanego
obiektu, C1
EU3 e definiowanie strategii planu badan ( odfiltrowanie Cc2 K W01, K W12, K W02,
tta oraz elementdéw nie zwigzanych z Cc3 K U114, K_U08, K _U09,
przeprowadzanym skanem) K U16. K U23
e  przygotowanie wirtualnego obiektu w - -
oprogramowaniu do dalszej analizy.
Analiza modelu cyfrowego zapisanego w formacie
umozliwiajgcym jego dalsza analize w specjalistycznym
oprogramowaniu. Tworzenie raportu pomiarowego z C1
EU4 wyznaczeniem: Cc2 K W01, K_W12, K_W02,
e mapy odchytek Cc3 K U114, K_U08, K _U09,
e uzupetnienie nieciggtosci badanej powierzchni K U16. K U23
wynikajacej z btedéw pomiaru - -
e interpretacja wynikéw przeprowadzonych badan.
Tresci programowe
Tresci Forma zaje¢ Liczba Odniesienie
programowe godzin do efektow uczenia sie
Wyktady 9
TP1 Istota optycznej techniki pomiarowej 1 EU1
TP2 Fotogrametria - metoda uzyskiwania danych o ksztatcie 1 EU1
i potozeniu obiektow na podstawie jednego lub wiecej EU2
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obrazow.

TP3 Zasady fotogrametrii - Triangulacja 1 EB;
TP4 Techniki projekcji 1 EU1L
- Projekcja punktow EU2
- Projekcja linii ) EU3
- Projekcja prazkow
TP5 1 EU1
Skanery 3D EU2
TP6 1 EUL
Inzynieria odwrotna - zastosowanie EU2
EU3
TP?7 1 EU1
Obszar zastosowania skaneréw 3 D EU2
EU3
EU4
TP8 2 EU1
Oprogramowanie stosowane w technice skaneréw EU2
optycznych 3D EU3
EU4
Laboratorium 9
TP1 Uruchomienie skanera optycznego oraz 1 EU1
oprogramowania wspotpracujacego EU2
TP2 2 EU1
Kalibracja gtowic skanera w odniesieniu do wzorca EU2
EU3
TP3 2 EU1
. . EU2
Skanowanie przykfadowego obiektu EU3
EU4
TP4 Zapoznanie sie z oprogramowaniem GOM Inspect 2 EU1
wspotpracujacym z skanerami optycznymi EU2
EU3
EU4
TP5 Obrébka modelu w oprogramowaniu. Wygenerowanie 2 EU1
raportu w oprogramowaniu GOM Inspect EU2
EU3
EU4
Narzedzia dydaktyczne:
1. Wykiad z elementami prezentacji multimedialnych.
2. Pogadanka.
3. Dyskusja.
4. Praca w grupach.
5. Cwiczenia praktyczne.
Metody weryfikacji osiagniecia efektow uczenia sie
Efekt Forma weryfikacji i walidacji efektow uczenia sie
uczenia sie
Wiedza Wiedza praktyczna Umiejetnosci Kompetencje
faktograficzna umiejetnosci praktyczne kognitywne spoteczne,
postawy
EU1 X X X X
EU2 X X X X
EU3 X X X X
EU4 X X X X

Kryteria oceny osiqgniecia efektow uczenia sie

F - formujace |

F1. Analizy konkretnych zagadnien.

F2. Dyskusja podczas wyktadow i laboratoriow.

F3. Sprawdzanie umiejetnosci praktycznych podczas laboratoriow.
F4. Korekta prowadzenia wyktadow i/lub ¢wiczen.

P — podsumowujace

P1. Test
P2. Zaliczenie na oceng.
P3. Kolokwium
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Skala ocen

Ocena: Poziom wiedzy, umiejetnosci, kompetencji personalnych i spotecznych
5,0 - znakomita wiedza, umiejetnosci, kompetencje personalne i spoteczne
4,5 - bardzo dobra wiedza, umiejetnosci, kompetencje personalne i spoteczne
4,0 - dobra wiedza, umiejetnosci, kompetencje personalne i spoteczne
3,5 - zadowalajgca wiedza, umiejetnosci, kompetencje personalne i spoteczne, ale ze znaczacymi
niedociggnieciami
3,0 - zadowalajgca wiedza, umiejetnosci, kompetencje personalne i spoteczne, ale z licznymi btedami
2,0 - niezadowalajaca wiedza, umiejetnosci, kompetencje personalne i spoteczne
Forma zakonczenia Zaliczenie.

Na ocene z laboratorium sktadajg sie oceny z przygotowania do poszczegdlnych zajec
laboratoryjnych (25%), umiejetnos$¢ ich wykonania (25%) oraz oceny, ktére student
uzyskuje po ztozeniu sprawozdania z wykonanego c¢wiczenia (50%). Zaliczenie

laboratorium jest warunkiem koniecznym przystgpienia do egzaminu.

Obciazenie praca studenta

Forma aktywnosci

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 18h
2. Przygotowanie sie do zaje¢:52 h
SUMA: 70h

Literatura

Podstawowa:
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Eurographics 2001, Volume 20,

2. M. Levoy, K. Pulli, B. Curless et al.The Digital Michelangelo Project: 3D scanning of large statues
ACM SIGGRAPH 2000, Addison Wesley, July 24-28 2000;
3. Simon Winkelbach, Sven Molkenstruck, and Friedrich M. WahlLow-Cost Laser Range Scanner and Fast

Surface Registration ApproachDeutsche Arbeitsgemeinschaft f“ur Mustererkennung 2006, LNCS 4174,

4. Daniel Scharstein, Richard SzeliskiA taxonomy and evaluation of dense two-frame stereo correspondence
algorithmsInternational Journal of Computer Vision 47, April-July 2002,

5. Brian Curless, Steve SeitzCourse on 3D PhotographySigraph 2000,

6. 1.D. Foley, A. van Dam, S.K. Feiner, J.F. Hughes, R.L. PhilipsWprowadzenie do grafiki komputerowej
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995

Uzupetniajaca:
1. L. Alboul, G. Kloosterman, C.R. Traas, and R.M. van DammeBest data-dependent triangulations
Tech. Report TR-1487-99, University of Twente, 1999

Inne przydatne informacje o przedmiocie:

Technika pomiarowa skanerami optycznymi pozwala na wyznaczanie warto$ci wymiardow ztozonych i przestrzennie
uksztattowanych czesci np.: maszyn, samolotow, karoserii samochodowych itp. Dzieki komputeryzacji proceséw
pomiarowych mozliwe jest wyznaczenie wymiarow w rytmie dostosowanym do rytmu produkcji, co umozliwia
bezposrednio korygowac przebieg jakosci procesu produkcyjnego.
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